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Einfihrung Stol3spannung
StoRspannungen simulieren Uberspannungen im Netz

e ,AuRere Uberspannungen“ (Blitziiberspannungen)
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Abbildung 1: Definition von Kenngré3en einer BlitzstoRspannung

e Innere Uberspannungen® (Schaltiiberspannungen)
o 250/ 2500 T,= 250us *+ 20%, T,= 2500us + 60%
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Abbildung 2: Definition von GréR3en einer SchaltstoRspannung
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Einfihrung Stol3spannung
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Abbildung 3: Grundschaltung zur Erzeugung von Stof3spannungen

R.: Ladewiderstand (Typisch: 40 kQ)

Rp: Dampfungswiderstand (Typisch bei 1,2/50 16Q)

Re: Entladewiderstand (Typisch bei 1,2/50 1300)

SF: Schaltfunkenstrecke

Cs: StoRRkapazitat (Typisch:0,5uF)

Cg: Belastungskapazitat bestehend aus gedampft kapazitivem Teiler (1200pF) und Priflingskapazitéat
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Anwendungen der Laplace Transformation
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Einstufige Sto3spannungsgeneratoren

Einstufige Grundschaltungen fir die Erzeugung doppelt exponentieller Stol3spannungen
mit Naherungsgleichungen fur die Kenngré3en des StoRspannungsverlaufs:

SF Rp SF Rp
—0O O——{—1 —O
~Ccs R Ce—— ol RE[] Ce— u(t)
Grundschaltung Typ 1 Grundschaltung Typ 2

U, T T _[e*t/‘fz _e*t/ﬁ]

Doppeltexponentieller Stolspannungsverlauf: u(t) =
5:C .- T

U C Ausnutzungsgrad 0 R, Cs
17y, “c.1c, N1 > 70, "R.+R, C.+C,
T R CS'CB T RE'RD Cs CB

R P Stirnzeitkonstante = '
P C +Cy ' R.+R, C.+C,
1, =R -(Cs +Cy) Riickenzeitkonstante 1, =(Rg +Ry)-(Cs +Cy)
Voraussetzung fur die Gultigkeit der Naherungsgleichungen: Rg - Cq >> R - Cg

Stirnzeit und Rickenhalbwertszeit sind den Zeitkonstanten t; und t, proportional:

T.=T, =K1,

T =T,=K,1,

Konstanten fiir die Bestimmung von Stirnzeit und Rickenhalbwertszeit:

StoRRspannungsform

1,2/5 1,2/50 1,2/200 250/2500
K1 1,49 2,96 3,15 2,41
Ks 1,44 0,73 0,70 0,87
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Erzeugung von StoRspannungen
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Bild 2: n-stufiger StoRspannungsgenerator
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Zusammensetzung einer Stossspannung
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Dampfung im Serienschwingkreis
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